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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視する
ためのシステムを提供する。
【解決手段】加圧管２４の一部分に接続され、加圧管に
形成されたアクセス孔２８を介して加圧管と流体連通す
る開口近位端３０、開口遠位端３２、及び開口近位端か
ら開口遠位端まで延びる内部通路３４とを画定するノズ
ル２６を備える。ノズルの開口遠位端にはカバープレー
ト３６が接続される。内部通路には弁要素４０が配設さ
れ、弁要素は、その全体がノズル内に配設された状態と
なる開位置と、その近位部分が加圧管内に配設された状
態となる閉位置との間で移動可能である。ノズルの近位
端部には、弁要素が開位置にあるときに内部通路と流体
連通するように配置されたセンサポート４４が貫通して
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視するためのシステムであって、
　前記加圧管の一部分に接続され、前記加圧管に形成されたアクセス孔を介して前記加圧
管と流体連通する開口近位端、開口遠位端、及び前記開口近位端から前記開口遠位端まで
延びる内部通路を画定するノズルと、
　前記ノズルの前記開口遠位端に接続されたカバープレートと、
　前記内部通路に配設された弁要素であって、その全体が前記ノズル内に配設された状態
となる開位置と、その近位部分が前記加圧管内に配設された状態となる閉位置との間で移
動可能な弁要素と、
　前記ノズルの近位端部を貫通し、前記弁要素が前記開位置にあるときに前記内部通路と
流体連通するように配置されたセンサポートとを備えたシステム。
【請求項２】
　前記センサポートと流体連通したセンサをさらに備えた請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記センサポートと流体連通する近位端及び前記センサと流体連通する遠位端を有する
センサバルブをさらに備え、該センサバルブは、その近位端と遠位端との間の流体連通を
選択的に制御するように動作可能である請求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記センサポートと流体連通した複数のセンサをさらに備えた請求項１記載のシステム
。
【請求項５】
　前記弁要素は、該弁要素が前記開位置にあるときに前記センサポートと一直線になるよ
うに配置された光反射体を備え、該光反射体は、前記センサポートを通過して前記内部通
路に進入する入射センサ光を受光して、前記加圧管に進入する反射センサ光を生成するよ
うに配向された請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記弁要素はインサートバルブのカートリッジからなる請求項５記載のシステム。
【請求項７】
　前記弁要素はラインストップ・コンプリーションプラグからなる請求項５記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記加圧管にアクセス孔を形成するように構成されたホットタッピングアセンブリをさ
らに備えた請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視する方法であって、
　前記加圧管の一部分に、開口近位端、開口遠位端、及び前記開口近位端から前記開口遠
位端まで延びる内部通路を画定するノズルを取り付けること、
　前記加圧管の前記一部分にアクセス孔を形成して前記ノズルの前記開口近位端を前記加
圧管と流体連通させること、
　前記ノズルの前記内部通路に、全体が前記ノズル内に配設された状態となる開位置と、
近位部分が前記加圧管内に配設された状態となる閉位置との間で移動可能な弁要素を挿入
すること、
　前記ノズルの近位端部を貫通し、前記弁要素が前記開位置にあるときに前記内部通路と
流体連通するように配置されたセンサポートを形成することを含む方法。
【請求項１０】
　センサを用いて、前記センサポートを介して前記流体及び／又は前記加圧管の特性を検
知することをさらに含む請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　複数のセンサを用いて、前記センサポートを介して前記流体及び／又は前記加圧管の複
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数の特性を検知することをさらに含む請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　前記弁要素に、該弁要素が前記開位置にあるときに前記センサポートと一直線になるよ
うに配置されるとともに、前記センサポートを通過して前記内部通路に進入する入射セン
サ光を受光して前記加圧管路に進入する反射センサ光を生成するように配向された光反射
体を設けて、前記センサポートを介して前記加圧管を直接見通せるようにすることをさら
に含む請求項９記載の方法。
【請求項１３】
　前記弁要素はインサートバルブのカートリッジからなる請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記弁要素はラインストップ・コンプリーションプラグからなる請求項１２記載の方法
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して加圧管の保守及び監視に関し、より具体的には加圧管内の流体にアク
セスしてこれを監視するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各市町村、工場や商業施設では、流体（液体及び気体）は加圧導管又は加圧管によって
搬送される。設置当初、管路網には、通常、戦略的に配置された隔離弁又はブロック弁が
含まれており、これらは、修理や配置転換を行う際やパイプ内に新たな部品を設置する際
に、パイプの下流部分を隔離するために使用される。しかしながら、市町村の水道設備で
使われているパイプの修理又はメンテナンスが必要な場合、動作不能な隔離弁の交換が必
要であったり、既設の隔離弁の位置にさらに隔離弁を設置する必要があったりする。
【０００３】
　パイプの修理又はメンテナンスの際、サービスの停止を最小限に抑えるためにホットタ
ッピング工法を用いることがある。ホットタッピング工法では、当該パイプ内部の流体を
動作可能な圧力にしたまま該パイプ内への新たなアクセスポイントが形成される。例えば
、本願出願人に譲渡された米国特許第８，６２７，８４３号及び第９，６４４，７７９号
には、加圧管に追加の仕切弁を設置する方法が開示されており、これらの方法は、サービ
スを中断する必要がなく、流体損失又は圧力損失は最小となる。追加の仕切弁は、パイプ
に封止可能に固定されるとともに通常上方に延びる弁ハウジングとして知られる恒久ハウ
ジングを用いた組立体としてパイプにつながる。弁ハウジングの上方開口（即ち、弁ハウ
ジングの遠位端）に一時仕切弁を封止可能に取り付ける。この一時仕切弁の上（遠位端）
に１つ又は複数の「タップ」ハウシング又は設置ハウジングとタッピングマシンを取り付
け、切削機を一時仕切弁を介して弁ハウジングの近位端まで搬送し、露出したパイプに穴
又は「クーポン」を開ける。切削機を取り出して一時仕切弁を閉止した後、一時仕切弁の
遠位端に同じ又は同様の設置ハウジングを取り付け、仕切弁カートリッジを、一時仕切弁
を介して、閉位置時の収容場所である弁ハウジング内部に搬送する。この工法は、パイプ
を減圧せずに実施することができる。
【０００４】
　上記‘８４３特許及び‘７７９特許に開示されているように恒久設備として残ることに
なる仕切弁をパイプに付加するのではなく、仕切弁を取り付けずに修理又はメンテナンス
の箇所のすぐ上流でパイプ内の流れを止めるだけでよいこともある。この場合、ラインス
トップを用いて、当該設備の修理又はメンテナンス現場以外は稼働させたまま、該修理又
はメンテナンス現場又はその上流で一時的にパイプを隔てる。上記‘８４３特許及び‘７
７９特許と同じく本願出願人に譲渡された米国特許第６，８１０，９０３号には、パイプ
に取り付けられるラインストップ継手及び該ラインストップ継手の上に取り付けられる一
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時仕切弁を用いるシステムが開示されている。一時仕切弁の上に取り付けられる適宜ハウ
ジング及びタッピングマシンを用いて、切削機を一時仕切弁内に挿通してパイプに開口部
を形成する。切削機を取り出して一時仕切弁を閉止した後、ハウジングを備えたポンプ及
びラムを用いて、ラインストップを一時仕切弁及びラインストップ継手を介して一時的に
パイプ内に挿入し（‘９０３特許の図１乃至図１６参照）、パイプ内の流れを止める。一
時的なラインストップを一時仕切弁を介して引き出した後、コンプリーションプラグを一
時仕切弁を介してラインストップ継手まで挿入して該ラインストップ継手を封止し、これ
により一時仕切弁を取り外すことができる（‘９０３特許の図１６参照）。
【０００５】
　このような修理・メンテナンス手順とは別に又は同時に、パイプ診断、状態評価及び継
続監視が行われる場合がある。現在のホットタッピング方法及びシステムは、加圧管内の
流体状態を検知してこれを監視することが容易でない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様によれば、加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視するためのシステ
ムが提供される。このシステムは、加圧管の一部分に接続され、該加圧管に形成されたア
クセス孔を介して該加圧管と流体連通する開口近位端、開口遠位端、及び開口近位端から
開口遠位端まで延びる内部通路とを画定するノズルを備える。ノズルの開口遠位端にはカ
バープレートが接続される。内部通路には弁要素が配設され、該弁要素は、その全体がノ
ズル内に配設された状態となる開位置と、その近位部分が加圧管内に配設された状態とな
る閉位置との間で移動可能である。ノズルの近位端部には、弁要素が開位置にあるときに
内部通路と流体連通するように配置されたセンサポートが貫通している。
【０００７】
　本開示の別の態様によれば、加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視するためのキッ
トが提供される。このキットは、加圧管にアクセス孔を形成するように構成されたホット
タッピングアセンブリを備える。ホットタッピングアセンブリは、加圧管の一部分に接続
され、該加圧管に形成されたアクセス孔を介して加圧管と流体連通する開口近位端、開口
遠位端、及び開口近位端から開口遠位端まで延びる内部通路を画定するノズルと、該ノズ
ルの開口遠位端に接続されたカバープレートを備える。該キットは、内部通路に配設され
た弁要素をさらに備え、該弁要素は、その全体がノズル内に配設された状態となる開位置
と、その近位部分が加圧管内に配設された状態となる閉位置との間で移動可能である。該
キットは、ノズルの近位端部に貫通し、弁要素が開位置にあるときに内部通路と流体連通
するように配置されたセンサポートも備える。
【０００８】
　本開示のまた別の態様によれば、加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視する方法は
、加圧管の一部分に、開口近位端、開口遠位端、及び開口近位端から開口遠位端まで延び
る内部通路を画定するノズルを取り付けることを含む。この方法は、加圧管の当該一部分
にアクセス孔を形成してノズルの開口近位端を加圧管と流体連通させること、ノズルの内
部通路に、全体がノズル内に配設された状態となる開位置と、近位部分が前記加圧管内に
配設された状態となる閉位置との間で移動可能な弁要素を挿入することも含む。該方法は
、ノズルの近位端部を貫通し、弁要素が開位置にあるときに内部通路と流体連通するよう
に配置されたセンサポートを形成することをさらに含む。
【０００９】
　前述した特徴、機能及び利点は、種々の実施形態で独立して実現可能であり、また、別
の実施形態ではこれらを組み合わせてもよく、そのさらなる詳細については、以下の説明
及び図面を参照して確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の一例にかかる、加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視するためのシ
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ステムの側断面図である。
【００１１】
【図２】加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視するためのシステムの代替例の側断面
図である。
【００１２】
【図３】図２のシステムの斜視断面図である。
【００１３】
【図４】加圧管内の流体にアクセスしてこれを監視するためのシステムの別の代替例の側
断面図である。
【００１４】
【図５】図４のシステムの斜視断面図である。
【００１５】
　図面は必ずしも正確な縮尺で描かれていないこと、開示されている実施形態は図式的に
示されている場合があることが理解されるべきである。さらに、当然のことながら、以下
の詳細な説明は、例示的なものにすぎず、本発明又は本願及びその使用を限定する意図は
ない。かくして、本開示は、説明しやすいように特定の説明的な実施形態として図示及び
説明するが、当然のことながら、他の様々な実施形態並びに他の様々なシステム及び環境
で実施可能である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の詳細な説明は、本発明を実施するための現在考えられる最良の形態を説明してい
る。発明の範囲は添付の特許請求の範囲によって最良に定義されるものであり、該説明は
、限定的な意味に解釈されてはならず、発明の基本原理を説明するためのものにすぎない
。
【００１７】
　加圧管２４内の流体２２にアクセスしてこれを監視するためのシステム２０の一例を図
１に示す。このシステム２０は、加圧管２４の一部分に接続されるノズル２６を備える。
ノズル２６は、上記の‘８４３特許及び‘７７９特許に開示されているようなホットタッ
ピング工程中に加圧管２４に取り付けることができる。これら特許の主題を本明細書の一
部として援用する。ホットタッピング工程において、加圧管２４の当該一部分にアクセス
孔２８が形成される。ノズル２６は、アクセス孔２８を介して加圧管２４と流体連通する
開口近位端３０、開口遠位端３２、及び開口近位端３０から開口遠位端３２まで延びる内
部通路３４を画定する。ノズル２６の開口遠位端３２にはカバープレート３６が接続され
る。
【００１８】
　システム２０は、さらに、加圧管２４内の流体の流れを選択的に制御するように構成さ
れた弁要素４０を備える。例えば、弁要素４０は、ノズル２６の内部通路３４内に配設さ
れ、図１に示した、該弁要素４０全体がノズル２６内に配設された状態となる開位置と、
該弁要素４０の近位部分４２が加圧管２４内に配設されて該加圧管２４に封止係合し、流
体の流れを遮断する閉位置との間で移動可能となっている。図１に示した例では、弁要素
４０はインサートバルブのカートリッジであるが、ラインストップ・コンプリーションプ
ラグなど、他の形態の弁要素を設けてもよい。
【００１９】
　システム２０は、流体２２及び／又は加圧管２４の１つ又は複数の特性を検知するため
の、加圧管２４内への被制御アクセス経路を提供するセンサポート４４も備える。図１に
示すように、センサポート４４は、ノズル２６の近位端部４６を貫通し、弁要素４０が開
位置にあるときに内部通路３４と流体連通するように配置されている（即ち、センサポー
ト４４は、弁要素４０が開位置にあるときは該弁要素によって閉鎖されない）。センサバ
ルブ４８をセンサポート４４に接続して、加圧管２４に選択的にアクセスできるようにし
てもよい。例えば、センサポート４４と流体連通する近位端５０と、遠位端５２とを有す
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るセンサバルブとすることができる。センサバルブ４８は、その近位端５０と遠位端５２
との間の流体連通を選択的に制御するように動作させることができる。
【００２０】
　センサバルブ４８の遠位端５２と流体連通した１つ又は複数のセンサ５４ａ～ｄを設け
ることができる。センサ５４ａ～ｄは、流体２２及び／又は加圧管２４の様々な特性、例
えば、流体圧力、流体温度、管の音響特性や流体の化学特性などを検出又は測定するよう
に構成することができる。センサバルブ４８が開くと、１つ又は複数のセンサ５４ａ～ｄ
が流体２２と流体連通した状態となり、所望の特性の検出又は測定が可能となる。
【００２１】
　図２及び図３に示した代替例では、加圧管２４内の流体２２にアクセスしてこれを監視
するためのシステム１２０は、インサートバルブの形態の弁要素１４０を備える。本例で
は、弁要素１４０に光反射体１４１を設け、加圧管２４内を直接見通せるようにしている
。光反射体１４１は、弁要素１４０が開位置にあるときにセンサポート１４４と一直線に
なるように配置される。光反射体１４１は、センサポート１４４を通過して、弁要素１４
０を収容するノズル１２６の内部通路１３４に進入する入射センサ光１４３を受光するよ
うに配向される。光反射体１４１を配向することで、加圧管路２４に進入する反射センサ
光１４５がさらに生成される。入射センサ光１４３は、流量センサなどの、加圧管２４内
を直接見通せる必要があるセンサ１５４から得られる。光反射体１４１は、弁要素１４０
の外部の一部に直接形成された反射面であっても、弁要素１４０に取り付けられる、ミラ
ーなどの別体として設けてもよい。光反射体を収容してこれを所望の向きに配置するため
に、弁要素１４０に肩部１４３を形成してもよい。
【００２２】
　図４及び図５に示した別の代替例では、加圧管２４内の流体２２にアクセスしてこれを
監視するためのシステム２２０は、ラインストップ・コンプリーションプラグの形態の弁
要素２４０を備える。本例では、弁要素２４０に光反射体２４１を設け、加圧管２４内を
直接見通せるようにしている。光反射体２４１は、弁要素２４０が開位置にあるときにセ
ンサポート２４４と一直線になるように配置される。光反射体面２４１は、センサポート
２４４を通過して、弁要素２４０を収容するノズル２２６の内部通路２３４内に進入する
入射センサ光２４３を受光するように配向される。光反射体２４１を配向することで、加
圧管路２４に進入する反射センサ光２４５がさらに生成される。入射センサ光２４３は、
流量センサなどの、加圧管２４内を直接見通せる必要があるセンサ２５４から得られる。
光反射体２４１は、弁要素２４０の外部の一部に直接形成された反射面であっても、弁要
素２４０に取り付けられる、ミラーなどの別体として設けてもよい。光反射体２４１を収
容してこれを所望の向きに配置するために、弁要素２４０に肩部２４３を形成してもよい
。
【００２３】
　さらに、加圧管２４内の流体２２にアクセスしてこれを監視するためのキットを提供す
ることもできる。このキットは、上述したシステム２０、１２０又は２２０のいずれかを
、加圧管２４にアクセス孔２８を形成するように構成されたホットタッピングアセンブリ
と組み合わせて備えることができる。ホットタッピングアセンブリは、加圧管２４の一部
分に接続されるノズル２６、１２６又は２２６と、内部通路に配設される弁要素４０、１
４０又は２４０を備える。センサポート４４、１４４又は２４４は、ノズル２６、１２６
又は２２６の近位端部を貫通し、弁要素４０、１４０又は２４０が開位置にあるときに内
部通路３４、１３４又は２３４と流体連通するように配置されている。
【００２４】
　さらに、加圧管２４内の流体２２にアクセしてこれを監視する方法も提供することがで
きる。この方法は、加圧管の一部分に、開口近位端、開口遠位端、及び該開口近位端から
開口遠位端まで延びる内部通路を画定するノズルを取り付けることを含む。加圧管の当該
一部分にアクセス孔が形成され、ノズルの開口近位端が加圧管と流体連通する。ノズルの
内部通路に弁要素が挿入され、該弁要素は、その全体がノズル内に配設された状態となる
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開位置と、その近位部分が加圧管内に配設された状態となる閉位置との間で移動可能とな
っている。該方法は、さらに、ノズルの近位端部を貫通し、弁要素が開位置にあるときに
内部通路と流体連通するように配置されたセンサポートを形成することを含む。
【００２５】
　本明細書で引用した、出版物、特許出願及び特許を含む全ての参考文献は、本明細書の
一部として援用される。本明細書で説明した全ての方法は、特に記載のない限り、或いは
文脈により明らかに否定されない限り、任意の適切な順序で実施可能である。本明細書に
おける全ての例又は例示的な文言（例えば、「など」）の使用は、開示した主題を明確に
することを意図したものであり、請求の範囲を限定するものではない。本明細書における
例示的な実施形態の性質又は利点に関する記述は、いかなるものであっても限定を意図し
たものではなく、添付の特許請求の範囲はこのような記述によって限定されると判断され
るべきでない。より全般的には、明細書におけるどの文言も、非請求要素を請求主題の実
施に必要不可欠なものとして示しているという解釈をされるべきでない。請求の範囲は、
適用法により認められている場合、該請求の範囲に記載された主題の全ての変更形態及び
均等物を含む。また、その全ての可能な変形形態における上述した要素の組み合わせは、
特に記載のない限り、或いは文脈により明らかに否定されない限り、いかなるものであっ
ても特許請求の範囲に包含される。さらに、異なる実施形態の態様を組み合わせたり入れ
替えたりすることができる。最後に、本明細書における参考文献又は特許についての説明
は、「先行」と示されていたとしても、当該参考文献又は特許を本開示に対する先行技術
として利用可能であるとの容認を意図したものではない。
 

【図１】 【図２】

【図３】
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